
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ヘテロダイン干渉計（３）のエラー補正方法において、
ａ）測定対象物（４）にある選択された構造体（５）までの一定の較正区間の較正測定を
、較正区間の第１の距離部分をヘテロダイン干渉計（３）によって、較正区間の補充的な
第２の距離部分を付加的距離測定装置によって測定することにより行い、
前記測定対象物は走行可能なテーブル（２）に載置され、該走行可能なテーブルには測定
ミラー（１）が取り付けられており、
前記第１の距離部分は、較正区間のうちの前記測定ミラー（１）に達するまでの距離部分
であり、
前記付加的距離測定装置は、測定区間に沿って測定光波長と周期的なエラーを有しておら
ず、
ｂ）一定の較正区間の較正測定を、較正区間の第１の距離部分と補充的な第２の距離部分
との間で変化する関係の十分な回数測定するために繰り返し、
ここで部分区間の距離長変化はそれぞれ小さく選択されており、
部分区間の両区間変化の和は、干渉計（３）の光学的距離長変化に少なくとも測定光波長
のオーダーで相応し、
ｃ）一定の較正区間に対する較正測定結果の周期的エラー成分を数学的に検出し、干渉計
の測定光波長に依存するエラー曲線を作成し、
ｄ）任意の構造体の任意の測定の干渉計測定値を、干渉計（３）のそれぞれの位相状態に
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配属されたエラー値だけ補正する、
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
較正区間の第１の距離部分と第２の距離部分との間の種々の関係を調整するために、テー
ブル（２）を測定ミラー（１）と共に個々の較正測定の前に、それぞれ小さな１ステップ
だけ走行させる、請求項１記載の方法。
【請求項３】
選択された構造体（５）を位置感知性検知器により検出し、較正区間の補充的な第２の距
離部分を位置感知性検知器により測定する、請求項２記載の方法。
【請求項４】
選択された構造体（５）を位置測定光学的走査装置に結像し、較正区間の補充的な第２の
距離部分を位置測定光学的走査装置により測定する、請求項３記載の方法。
【請求項５】
位置測定光学的走査装置としてＣＣＤカメラ（８）を使用する、請求項４記載の方法。
【請求項６】
選択された構造体（５）を明るさ検知器（９）に結像し、
較正区間の補充的な第２の距離部分を微細位置決めユニット（１０）の距離検出器により
測定し、
前記微細位置決めユニットによってテーブル（２）上で、測定対象物（４）を選択された
構造体（５）と共にテーブル（２）の走行運動とは逆方向に、しかし量的には等しくシフ
トし、
ここで微細位置決めユニット（１０）は明るさ検知器（９）の出力信号によって制御され
る、請求項２記載の方法。
【請求項７】
周期的エラー成分の数学的検出を、較正測定結果のフーリエ解析によって行う、請求項１
記載の方法。
【請求項８】
周期的エラー成分の数学的検出を、較正測定結果の正弦適合によって行う、請求項１記載
の方法。
【請求項９】

走行可能なテーブル（２）に固定された測定ミラー（
１）のシフトを測定するためのヘテロダイン干渉計（３）と、
測定値を検出および評価し、工程過程の制御のための計算器（１１）とを有するエラー補
正装置において、
付加的距離測定装置（６，７，８；１０）が設けられており、該付加的距離測定装置には
ゼロマークが備えられており、
前記距離測定装置（６，７，８；１０）は、測定区間に沿って周期的なエラーを有してお
らず、
テーブル（２）の所定位置において、測定対象物（４）の選択された構造体（５）とゼロ
マークとの位置関係（ずれ）が検出され、
一定の較正区間が、逆方向に変化する２つの区間部分の和として設けられており、
第１の区間部分には、干渉計（３）の測定値が、
第２の区間部分には、付加的距離測定装置（６，７，８；１０）により求められた位置関
係測定値が配属されている、
ことを特徴とする装置。
【請求項１０】
付加的距離測定装置として位置感知性検知器が、選択された構造体（５）の位置を検出し
、較正区間の補充的な第２の距離部分を測定するために取り付けられている、請求項９記
載の装置。
【請求項１１】
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付加的距離測定装置として位置測定光学的走査装置が取り付けられており、該走査装置に
選択された構造体（５）が対物レンズ（６）により結像される、請求項１０記載の装置。
【請求項１２】
位置測定光学的走査装置としてＣＣＤカメラ（８）が取り付けられている、請求項１１記
載の装置。
【請求項１３】
測定構造体には明るさ検知器（９）が組み込まれており、
該明るさ検知器には選択された構造体（５）が対物レンズ（６）により結像され、
付加的距離測定装置として、テーブル（２）に取り付けられ、明るさ検知器（９）の出力
信号により制御される微細位置決めユニット（１０）の距離検出器が設けられており、
前記微細位置決めユニットは、テーブルの走行運動とは逆方向に測定対象物（４）をシフ
トさせる、請求項９記載の装置。
【発明の詳細な説明】
例えば半導体製造業でのマスクとウェハの測定に必要な高精度の干渉計測定は、レーザー
波長以下の分解能を有している。このためには位相ずれが電子的に補間される。ここでは
測定構成部材の分解能を越えたエラーが周期的に発生する。
商用高分解能干渉計はすべて、ヘテロダイン原理に従って動作する。ここでは使用される
２つの周波数成分が異なる偏光によって分離される。ここでも測定区間に沿って周期的な
エラーが発生する。このエラーは電子的補間の不精度に由来するというよりは、レーザー
ビームが通過する要素の機械的応力に起因するものである。この機械的応力は光学的要素
に応力二重屈折を形成し、この二重屈折は２つのビーム要素の理想的な偏光を相互に妨害
する。
周期的エラーは、高分解能干渉計の分解能および再現性を大きく損なう一連のエラーに属
する。例えばエラーの原因として、レーザー波長の変動、電子的エラー、光学的エラー、
または測定構成部材の周囲環境における雰囲気変動が公知である。過去において干渉計の
分解能を格段に向上することができたから、個々のエラーおよびその原因の除去も懸命に
試みられている。
ＵＳ５４６９２６０Ａには、位置測定装置の構成部分としての高分解能干渉計が記載され
ている。この装置では、ビーム路を十分に包囲し、既知の温度と組成のガスを所望のよう
に供給することによって、空気圧変動と短時間の温度変動が測定結果に及ぼす影響を最小
にしている。しかしそこでは周期的なエラーは取り扱われていない。
しかし干渉計測定における周期的エラーの問題は昔から良く知られている。商用干渉計の
製造業者も干渉計測定の際の周期的エラーの問題に取り組んでいる。この問題はまた、刊
行物「干渉計測定における非線形性」“ Nonlinearity in Interferometer Measurements
” ,Robert C.Quenelle著、 Hewlett Packard Journal,April 1983 10ページでも取り扱わ
れている。周期的エラーのピーク値はまたすでにここで５ｎｍのオーダーであると述べら
れている。これまでこのエラーは補正できなかった。またこのような補正を行う必要性も
なかった。なぜならこれまで公知の高精度干渉計構成の分解能はこの５ｎｍ限界よりも上
にあり、従って周期的エラーを無視できたからである。
ＤＥ４０３１２９１Ａ１では、補間の改善と、偏光光学系の障害によって発生するシステ
マティックな択一的周期的エラーの減少することが課題とされている。このためのヘテロ
ダイン二重干渉計が記載されており、この干渉計ではビーム路が分割され、測定信号が別
個に検知される。２つの部分ビームの偏光方向を理想的に相互に直交して配向できるよう
にするため、２つの測定検知器の前に調整可能な分析器が配置される。ここでは分析器の
直交配置構成で周期的エラーの補償が可能であり、或いはまた分析器を通過方向で平行配
置すれば測定の分解能を高めることができる。従ってこの構成によって、ヘテロダイン二
重干渉計の測定不安点性をサブミクロンの領域で改善することができる。
この公知の測定構成の欠点は、干渉計構造が公知の構造に対して大きな変化を要すること
である。そのためビームスプリッタを付加的に組み込むこと、２つの部分ビームに対して
付加的検知器を組み込むこと、並びに既存の干渉計構造体での２つの分析器を組み込むこ
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とが専らスペースの理由から簡単ではない。さらに電子的補間から生じる周期的エラーも
制御されずにそのまま残る。従ってこの方法によっても測定精度は単にサブミクロン領域
で改善されるだけである。
しかし高精度測定のための新しい干渉計構成は最近、ナノメータ未満のオーダーの分解能
を有する。従って周期的エラーをできるだけ完全に除去しなければならない。
従って本発明の課題は、干渉計測定における周期的エラーのすべてを補正する方法および
この方法を実施するための装置を提供することであり、この方法および装置は干渉計構造
を変化させずにできるだけ高分解能で使用できるようにすることである。
この課題は本発明の独立請求項に記載された構成によって解決される。本発明の第一の視
点において、ヘテロダイン干渉計のエラー補正方法は、
ａ）測定対象物にある選択された構造体までの一定の較正区間の較正測定を、較正区間の
第１の距離部分をヘテロダイン干渉計によって、較正区間の補充的な第２の距離部分を付
加的距離測定装置によって測定することにより行い、
測定対象物は走行可能なテーブルに載置され、走行可能なテーブルには測定ミラーが取り
付けられており、
第１の距離部分は、較正区間のうちの測定ミラーに達するまでの距離部分であり、
付加的距離測定装置は、測定区間に沿って測定光波長と周期的なエラーを有しておらず、
ｂ）一定の較正区間の較正測定を、較正区間の第１の距離部分と補充的な第２の距離部分
との間で変化する関係の十分な回数測定するために繰り返し、
ここで部分区間の距離長変化はそれぞれ小さく選択されており、
部分区間の両区間変化の和は、干渉計の光学的距離長変化に少なくとも測定光波長のオー
ダーで相応し、
ｃ）一定の較正区間に対する較正測定結果の周期的エラー成分を数学的に検出し、干渉計
の測定光波長に依存するエラー曲線を作成し、
ｄ）任意の構造体の任意の測定の干渉計測定値を、干渉計のそれぞれの位相状態に配属さ
れたエラー値だけ補正する、
ことを特徴とする。
本発明の第二の視点において、 走行可能なテーブルに固定さ
れた測定ミラーのシフトを測定するためのヘテロダイン干渉計と、
測定値を検出および評価し、工程過程の制御のための計算器とを有するエラー補正装置は
、
付加的距離測定装置が設けられており、付加的距離測定装置にはゼロマークが備えられて
おり、
距離測定装置は、測定区間に沿って周期的なエラーを有しておらず、
テーブルの所定位置において、測定対象物の選択された構造体とゼロマークとの位置関係
（ずれ）が検出され、
一定の較正区間が、逆方向に変化する２つの区間部分の和として設けられており、
第１の区間部分には、干渉計の測定値が、
第２の区間部分には、付加的距離測定装置により求められた位置関係測定値が配属されて
いる、
ことを特徴とする。本発明の有利な発展形態は従属請求項に記載されている。エラー補正
方法は、較正区間の第１の距離部分と第２の距離部分との間の種々の関係を調整するため
に、テーブルを測定ミラーと共に個々の較正測定の前に、それぞれ小さな１ステップだけ
走行させることが好ましい。
エラー補正方法は、選択された構造体を位置感知性検知器により検出し、較正区間の補充
的な第２の距離部分を位置感知性検知器により測定することが好ましい。
エラー補正方法は、選択された構造体を位置測定光学的走査装置に結像し、較正区間の補
充的な第２の距離部分を位置測定光学的走査装置により測定することが好ましい。
エラー補正方法は、位置測定光学的走査装置としてＣＣＤカメラを使用することが好まし
い。
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エラー補正方法は、選択された構造体を明るさ検知器に結像し、
較正区間の補充的な第２の距離部分を微細位置決めユニットの距離検出器により測定し、
微細位置決めユニットによってテーブル上で、測定対象物を選択された構造体と共にテー
ブルの走行運動とは逆方向に、しかし量的には等しくシフトし、
ここで微細位置決めユニットは明るさ検知器の出力信号によって制御されることが好まし
い。
エラー補正方法は、周期的エラー成分の数学的検出を、較正測定結果のフーリエ解析によ
って行うことが好ましい。
エラー補正方法は、周期的エラー成分の数学的検出を、較正測定結果の正弦適合によって
行うことが好ましい。
エラー補正装置は、付加的距離測定装置として位置感知性検知器が、選択された構造体の
位置を検出し、較正区間の補充的な第２の距離部分を測定するために取り付けられている
ことが好ましい。
エラー補正装置は、付加的距離測定装置として位置測定光学的走査装置が取り付けられて
おり、走査装置に選択された構造体が対物レンズにより結像されることが好ましい。
エラー補正装置は、位置測定光学的走査装置としてＣＣＤカメラが取り付けられているこ
とが好ましい。
エラー補正装置は、測定構造体には明るさ検知器が組み込まれており、
明るさ検知器には選択された構造体が対物レンズにより結像され、
付加的距離測定装置として、テーブルに取り付けられ、明るさ検知器の出力信号により制
御される微細位置決めユニットの距離検出器が設けられており、
微細位置決めユニットは、テーブルの走行運動とは逆方向に測定対象物をシフトさせるこ
とが好ましい。
本発明は、観察されるエラーは干渉計の光学的距離長（光路長）における距離長変化と（
に対して）正確に測定光の１波長分だけ周期的である、という事実に基づく。本発明の思
想は、周期的エラーを伴う干渉計の測定を、そのような周期的エラーを有しない別の付加
的測定、ないし補完的な測定と比較するということである。これは較正測定の形態で行わ
れる。この較正測定により、一定の較正区間が測定される。このために例えば、測定対象
物における選択された構造体の一定位置が、測定対象物における任意に選択されるゼロマ
ークに対して相対的に検出される。
このために、測定区間が選択された構造体の一定位置に対して、この較正区間の第１の距
離部分（セクション）を介してヘテロダイン干渉計により測定される。較正区間の補充的
な第２の距離部分は付加的距離測定装置によって測定される。選択された構造体に対する
この一定の較正区間は較正のために繰り返し測定される。ここで干渉計により測定された
第１の区間部分は各測定の前に、それぞれ小さな１単位（ステップ）だけ拡大され、相応
して付加的距離測定装置により測定される第２の部分も変化する。２つの測定装置により
測定された両部分区間の合計は常に較正区間とならなければならない。測定結果を加算ま
たは減算しなければならないかは、それぞれの測定構造および測定対象物でのゼロマーク
の選択された位置に依存する。従って以下では、符号どおり加算について述べる。以下に
説明する方法ステップのフロー制御と、測定値の検出および評価のために測定構造体には
計算器が配属されている。
干渉計の測定ビーム路にある測定ミラーは、測定対象物を担持する走行可能なテーブルに
固定されているから、干渉計により測定すべき区間の変化はテーブルの走行によって実現
することができる。干渉計により測定された区間の変化はエラー曲線の所望の作成ないし
調整に必要であり、従って付加的な距離測定装置により測定しなければならない。付加的
な距離測定装置としてこの方法では、基本的に次のようないずれの測定機器でも使用でき
る。すなわちそれ自体が前記の形式の周期的エラーを有しておらず、小さな区間の正確な
測定に適した機器なら良い。
従って有利な装置では、較正のために選択された構造体を有する測定対象物を顕微鏡対物
レンズによって位置測定光学的走査装置に結像することができる。これは例えばＣＣＤカ
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メラまたは位置感知性検知器とすることができる。テーブルの走行により選択された構造
体がシフトされるなら、位置測定光学的走査装置は側方の位置関係を測定することができ
る。
この干渉計構造体で位置測定走査装置が使用されず、例えば走行可能なテーブルに載置さ
れた測定対象物が位置分解能を有しない通常の明るさ検知器に結像される場合であっても
本発明を適用することができる。このために測定対象物は、テーブルに配置された微細位
置決めユニットにより距離検出器と結合される。この場合、測定対象物は明るさ検知器に
対して一定の相対位置に保持される。このことはテーブルの走行時に微細位置決めユニッ
トがテーブルの上で測定対象物のシフトと逆方向であるが量的には等しいシフトを行うこ
とにより達成される。この逆方向運動を制御するために明るさ検知器の信号が利用される
。この測定構造体では、距離検出器により測定対象物のテーブル上でのシフトが測定され
る。このシフトは、テーブルの走行距離に逆方向で同じであり、従って干渉計の測定ビー
ム路における（光）路長
　
　
変化に等しい。従ってこの場合、微細位置決め装置の距離検出器は補充的な距離測定装置
である。較正区間を検出するために、距離検出器から送出された測定値は符号に相応して
干渉計の測定結果に加算される。較正区間の測定は種々異なるテーブル位置で繰り返され
る。
干渉計により測定される較正区間の第１の距離部分の拡張は、ここでは十分に小さなステ
ップで行わなければならない。さらに較正測定のすべての回数は十分に大きく選択しなけ
ればならない。これは後で補正曲線を数学的に作成・調整できるようにするためである。
さらに、較正測定中全体にわたり、干渉計により測定される区間部分の拡張の全てによっ
て、ヘテロダイン干渉計の測定ビーム路における少なくとも１つの光学的距離長変化は測
定光波長のオーダーで行わなければならない。
一定の較正区間に対してこのようにして得られた較正測定値は理想的には常に同じ値を有
するべきである。しかし干渉計の測定ビーム路の光学的距離長をステップ毎に拡張するこ
とによって、個々の較正測定の際に、周期的エラーが発生する。従って検出された較正測
定値は一定ではなく、平均値からの偏位を示す。ここで周期的エラーの値は干渉計の位相
の反復する同一値と同じである。
較正測定値から次に適切な数学的手段によって、測定光波長と周期的なエラーが取り出し
ろ波され、ここからエラー曲線が干渉計の波長に依存して計算される。用いられる数学的
手段は数学の教科書に詳細に示されており、ここでは説明しない。例としてここでは単に
フーリエ解析、または較正測定値の測定波長による周期的成分に対する正弦適合を較正区
間に対して計算することをあげておく。
このエラー曲線を作成した後、任意の別のすべての測定をそれぞれの測定で検出された干
渉計の位相状態に相応して補正することができる。検出されたエラー曲線は測定値の補正
のために適用できる。ただし、周期的エラーの原因、例えば干渉計のビーム路における光
学的構造、測定光波長または補間が一定に留まり、干渉計の位相状態についての情報が失
われないことを条件とする。そうでなければエラー曲線を新たに検出（規定）しなければ
ならない。
干渉計測定における周期的エラーを補正するためのこの新たな方法により補正された高精
度干渉計測定は、機器全体の分解能が５ｎｍ未満の領域においても再現性を示す。
本発明を実施例と図面に基づいて詳細に説明する。
図１は、本発明の方法を適用するための付加的ＣＣＤカメラを有する本発明の干渉計を示
す。
図２は、本発明の方法を適用するための距離検出器を備えた付加的微細位置決め装置を有
する本発明の干渉計を示す。
図１では、測定ミラー１が走行可能なテーブル２に取り付けられている。測定ミラー１は
ヘテロダイン干渉計３の測定ビーム路の構成部材である。走行可能なテーブル２には、選
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択された構造体５を備えた測定対象物４がある。この測定対象物４は詳細に示さない顕微
鏡の対物レンズ６により観察される。対物レンズ６の視野はＣＣＤカメラ８に結像される
。ＣＣＤカメラ８の光軸の位置は干渉計３に対して相対的に一定である。測定値を検出お
よび評価し、工程過程を制御するために測定構造体には計算器１１が配属されている。計
算器はテーブル２，干渉計３およびＣＣＤカメラ８と電気的に接続されている。
較正測定の開始に当たり、テーブル２の走行によって選択された構造体５を対物レンズ６
の視野に位置決めし、測定対象物４における構造体５の位置を検出する。
このために干渉計３により、測定ミラー１までの第１の区間部分が測定される。ＣＣＤカ
メラ８により、較正区間の補充的な第２の区間部分として選択されたゼロマークから選択
された構造体５までの間隔が測定される。干渉計較正測定の測定値と、ＣＣＤカメラによ
る補充的な第２の較正測定の測定値とから、符号どおりの加算により較正区間が検出され
る。
次にテーブル２が小さな距離（単位ステップ）だけ走行される。これにより干渉計３によ
り測定すべき較正区間部分はわずかな量だけ拡大する。相応してＣＣＤカメラ８により測
定すべき、構造体５までの較正区間の距離部分も変化する。次に別の較正測定で新たに、
較正区間が較正測定値の符号どおりの加算から第１と第２の較正区間部分に対して検出さ
れる。このときこの較正測定と先行する較正測定とで較正測定結果に偏位（ずれ）が生じ
ると、この偏位がエラーである。なぜなら両方の場合とも同じ構造体を測定対象物４での
同じ位置で測定したからである。
次に十分な回数のさらなる較正測定のためにそれぞれ測定の前に、テーブル２を小さな１
単位ステップだけ同じ方向に移動させる。従ってすべての較正測定の実行後には測定波長
のオーダーで少なくとも１つの走行距離を走行している。
選択された構造体５の測定対象物４における位置が一定であっても、一定の較正区間に対
する較正測定の際に一定の測定結果は得られない。干渉計測定での周期的エラーに相応し
て、較正測定値は較正区間の一定の値からの偏位を示す。この周期的エラーは、ステップ
毎に増大する、干渉計３における測定ビーム路の長さにより較正測定の経過中に表れる。
干渉計３の測定ビーム路が正確に測定波長だけ変化すれば、周期的エラーの完全な１期間
が正確に示される。
次に較正測定からテーブルの走行距離に対して検出された測定値を提出する。そして測定
結果の周期的エラー成分がすでに述べた数学的手段によって、例えばフーリエ分析または
正弦適合によって分離される。計算されたエラー成分からエラー曲線が測定光波長に依存
してプロットされる。この曲線に基づいて、次に干渉計測定値が別の任意の測定で任意の
構造体に対して、干渉計の検出された位相位置に配属された周期的エラーだけ補正される
。
図２では、測定ミラー１がテーブル２に取り付けられている。測定ミラー１はヘテロダイ
ン干渉計３の測定ビーム路の構成部材である。走行可能なテーブル２に選択された構造体
５を有する測定対象物４がある。選択された構造体５は対物レンズ６により明るさ検知器
９に結像され、これにより所定の強度信号を明るさ検知器９の出力端子に送出する。テー
ブル２には距離検出器を備えた微細位置決めユニット１０が取り付けられている。この微
細位置決めユニットは測定対象物４と結合されており、これをシフトすることができる。
距離検出器は測定対象物４の、その固有のゼロマークに対するシフトを測定する。距離検
出器はこの構造体において本発明の付加的距離測定装置である。干渉計３と明るさ検知器
９との相対位置は一定である。測定値を検出および評価し、工程過程の制御を行うために
測定構造体には計算器１１が配属されている。計算器はテーブル２，干渉計３，明るさ検
知器９および微細位置決めユニット１０と電気的に接続されている。
測定対象物４が微細位置決めユニット１０の操作なしでテーブル２だけにより対物レンズ
６の下を走行すると、測定対象物４の種々の構造体が対物レンズ６の下を通り抜け、明る
さ検知器９に順次結像される。このとき明るさ検知器９はテーブル２の走行距離に依存す
る強度プロフィールを、通り抜ける構造体に相応して有する。この強度プロフィールから
通り抜ける構造体の位置が任意に選択されたゼロマークに対して相対的に検出される。
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較正測定は選択された構造体５により実行される。この構造体が明るさ検知器９に結像さ
れ、そこで固有の出力信号を形成する。出力信号を維持することにより、測定対象物４に
ある選択された構造体５は明るさ検知器９に対して一定の相対位置を維持する。
第１の較正測定で干渉計３により、干渉計３から測定ミラー１までの較正区間の第１の区
間部分が測定される。較正区間の補充的な第２の区間部分として、微細位置決めユニット
１０の距離検出器により測定対象物４のそのゼロマークに対するシフトが測定される。較
正区間は２つの較正区間部分の符号どおりの加算によって求められる。
較正区間のさらなる較正測定のために、各測定の前にテーブル２がそれぞれ小さな１単位
ステップだけ同じ方向に走行される。これによりそれぞれ干渉計３により測定された較正
区間の第１の区間部分が小さな１単位だけ増大する。測定対象物４を明るさ検知器９に対
して一定の相対位置に保持するため、一定の明るさ信号を明るさ検知器９で制御しなけれ
ばならない。このためにテーブル２の走行時に微細位置決めユニット１０はテーブル２の
上で測定対象物４を逆方向にシフトする。この逆方向運動を制御するために明るさ検知器
９の出力信号が利用される。測定対象物４がテーブル２上でそれぞれ行われたシフトは微
細位置決めユニット１０の距離検出器により測定される。このシフトは逆方向にテーブル
２の走行距離と等しく、ひいては干渉計３の測定ビーム路における光路長変化に等しい。
従って距離検出器は、測定対象物３がゼロマークに対して、較正区間の補充的第２の区間
部分よりも相応に大きくシフトされていることを測定する。
較正区間を繰り返し検出するために、微細位置決めユニット１０の距離検出器から送出さ
れた測定値はそれぞれ符号に相応して干渉計３の測定結果に加算される。
較正測定は、干渉計３により測定された第１の区間部分の長さ変化が全体で少なくとも測
定光波長に相応するまで繰り返される。次に、較正測定から得られた種々の測定値が一定
の較正区間に対してテーブル２の走行距離に依存して表示される。適切な数学的手段によ
り、測定光波長と周期的なエラー成分が分離され、ここからエラー曲線が測定光波長に依
存して計算される。
エラー曲線を用いて、干渉計３の測定値はさらに任意の測定の際にエラー成分だけ補正さ
れる。このエラー成分は干渉計３の求められた位相に配属されている。
参照符号リスト
１　測定ミラー
２　走行可能なテーブル
３　ヘテロダイン干渉計
４　測定対象物
５　選択された構造体
６　対物レンズ
７　顕微鏡の鏡筒
８　ＣＣＤカメラ
９　明るさ検知器
１０　距離検出器を備えた微細位置決めユニット
１１　計算器
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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